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Introduccion

[ Funcion de distribucion de reflectancia bidireccional (BRDF) ]
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Introduccion

[ Aplicaciones ]
4 N [ R i iento d V4 Di 4n de | diacid
econocimiento de ispersion de la radiacion
Grado de humedad < :
patrones a largas por materiales en
de las plantas : : :
distancias construcciones
A 2N AN J

N

N

¥

{ Agricultura } { Ciberseguridad } { Impacto Medioambiental}




Introduccion

[ Procedimiento ] (Rapidez de medida)
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patron de reflectancia del mismo patrén con
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Introduccion

{ Patron de reflectancia J

> Reflectancia difusa

Flujo reflejado en todas ‘
direcciones (no especular)

» Lambertianeidad

La radiancia es constante
independientemente del angulo

de observacion.

 Materiales PTFE y ceramicos.

e Alrededor del 95% de reflectancia.

* Comportamiento casi lambertiano (Rd).

* Quimicamente inerte y térmicamente estable.

Comportamiento
homogéneo




Descripcion del proceso de medicion

Descripcion del sistema de medida:

Gonio-
espectrofotometro
Espanol (GEFE)




Descripcion del proceso de medicion

S

s2, LT, P1
M45, Mon

BS: Beamsplitter

C: Camera

FW: Filter wheel
M45: Mirror at 45°
Mc: Monochromator
Mon: Monitor

Nd: NIR detector
L1l:Lens1

L2: Lens 2

P1: Diaphragm 1
P2: Diaphragm 2
R6: 6-axis robot

S: Sample

SR: Spectroradiometer
S1: Source 1

S2: Source 2

W: Window




Descripcion del proceso de medicion

1. Grupo de irradiacidon

* Fuente “Light Driven Light Source” (LDLS):
Energetiq EQ-77.

* Monocromador tipo Czerny-Turner:
Bentham TMc300.

(170-2500) nm

* Sistema Optico para formar imagen en el plano de

incidencia.

Laser-Driven Light Source™: Principle of Operation

Rango de medida empleado:



Descripcion del proceso de medicion
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BS: Beamsplitter Nd: NIR detector S: Sample
C: Camera L1l:Lens1 SR: Spectroradiometer
FW: Filter wheel L2: Lens 2 S1: Source 1

M45: Mirror at 45° P1: Diaphragm 1 S2: Source 2
Mc: Monochromator  p2: Diaphragm 2 W: Window
Mon: Monitor R6: 6-axis robot




2. Grupo de posicionamiento de la muestra

 Plataforma rotatoria

* Brazo robot con ajuste de 3 ejes y
rotaciones en torno a cada eje.




Descripcion del proceso de medicion
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BS: Beamsplitter Nd: NIR detector S: Sample
C: Camera L1l:Lens1 SR: Spectroradiometer
FW: Filter wheel L2: Lens 2 S1: Source 1

M45: Mirror at 45° P1: Diaphragm 1 S2: Source 2
Mc: Monochromator  p2: Diaphragm 2 W: Window
Mon: Monitor R6: 6-axis robot




3. Grupo de deteccion

/ Espectroradiometro IR \

Resonon Pika-NIR-640

Medida multi-angulo

Fondo escala (2 nA a2 mA)
Rango util medida (200 pA a 2 mA)
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Descripcion del proceso de medicion

Ecuacion de medida
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S 4, Sr =sefiales directa y reflejada del fotodiodo.




Descripcion del proceso de medicion

Sr(6r, or) 1
ici ' > (0, @i; Or, o) =
Posiciones de medida (63, @i; 6r, or) S4(6;, ¢1) \or cos ;

A. Sefal directa (Sq):
Colocacion del fotodiodo junto a una apertura de precision en el E InGaAs '
plano de la muestra.

Toda la radiacion dentro de la apertura.

B. Sefial reflejada (S¢): a:| .
Colocacion del fotodiodo en la plataforma rotatoria a 452 con

respecto a la posicion de incidencia. Patron 4
G;'V

Radiacion correspondiente al angulo solido definido por la apertura g

del detector. _P/



Resultados y discusion
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Resultados y discusion

Variable de entrada Valor Incertidumbre relativa
expandida (k = 2)
o 7.854%x107° sr 4.4x104
COS 6, 0.7071
Sq 2.1761x107° A 1.1x107°
S 3.5791x10710 4 9.7x10~*
uf 3.0x1073

w1 (61, 035 O, 1) = Ju% (S0) + u2(Sg) + u2(or) + u2(cosby)



Conclusiones

* Valores medidos son consistentes con los esperados.

* Estudio de los valores espectrales anomalos en la grafica de |la BRDF a
0:45°9,

* Incertidumbre relativa expandida del 0.3%.
Limitacion de la incertidumbre por la plataforma y theta .

 Meétodo y materiales son validos para poder establecer escala de BRDF
en el IR cercano.



GRACIAS POR SU
ATENCION



